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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は、極端紫外線リソグラフィに用いられる Mo/Si 多層膜ミラーの水素ブリスタ形成を、高周

波水素プラズマを適用することで調査し、水素ブリスタ発生を抑制する方法を見いだすとともに、

ブリスタの形成メカニズムに関して多くの知見を得ており、半導体プロセス工学に寄与するところ

が大きい。よって、本論文は博士（工学）の学位に値するものと認める。 
 
 


